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人工的なナノ構造のメタマテリアルを用いたフォトニックデ
バイスの研究を行っています。シリコンメタサーフェスを用
いて 10 万 dpi の高解像度カラーイメージ、超高感度屈折率
センサー、熱光学効果による全光スイッチングなどを実現し
ました。プラズモニックメタサーフェスの研究では高効率赤
外光源や放射冷却デバイスのプロトタイプを作製し、大きな
省エネルギー効果を実証しています。最近では、2 次元ナノ
材料（TMDC）とメタサーフェスを組み合わせることによる
光吸収率の大幅な向上や発光増強に成功しました。これは未
来のナノフォトニック回路の構成要素となります。

赤外光源、放射冷却、光コンピューティング、光センシング

メタサーフェスによる光と熱の制御
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•  直径 8 ミクロンの光放射圧マイクロプロープを実装したマイク
ロ部品の 3 次元座標測定機（ナノ CMM）を開発。

• 研究テーマカテゴリーは次の 4 本柱、{1}「レーザ応用ナノ計
測技術」: ナノスケールものづくり基盤計測技術の確立、{2}

「レーザ応用超微細加工技術」: ナノ加工技術の確立とナノ計測
ツールの開発、{3}「ナノ計測システムの製造、組立技術」: ナ
ノ生産技術における技術革新、および {4}「量子光学に基づい
た次世代精密計測法」: フォトン・メトロロジ一基盤技術の確立。

• 予測型生産システムにおける AI を利用するスマート精密加工
計測の新たな研究戦術を展開 !

生産科学分野、機上・インプロセス計測関連、光学素子加工計測、超精密表面トポグラフィ測定機

ナノスケール加工・計測と知的統合に関する学術の探究
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